1. Mikroelektromechaninių jungiklių poslinkių vizualizavimo būdas, pagrįstas lazerinės interferometrijos metodu, kuriame deformuojamą mikroelektromechaninį jungiklį apšviečia lazerio spinduliu, registruoja interferencinę struktūrą ir išskiria interferencines juostas, nusakančias poslinkius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad deformuojamą mikroelektromechaninių jungiklių matricą apšviečia lazerio spindulys, prieš tai praeidamas pro fotoplokštelė, kurioje sugrįžęs priešpriešiais interferuoja su pagrindiniu lazerio spinduliu ir, pagal matomas hologramos fotoplokštelėje interferencines juostas, nustato deformuojamų 

mikroelektromechaninių jungiklių poslinkius.

2. .Mikroelektromechaninių jungiklių poslinkių vizualizavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fotoplokštelė pritvirtina kampu (, apšviečiamų lazerio spindulių atžvilgiu.

3. Mikroelektromechaninių jungiklių poslinkių vizualizavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po interferencijos fotoplokštelė chemiškai apdoroja (išryškina).

4. Mikroelektromechaninių jungiklių poslinkių vizualizavimo būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad chemiškai apdorotą (išryškintą) fotoplokštelė apšviečia dienos šviesa, nukreipta kampu (.

